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XPSによる酸化物単結晶薄膜の化学結合状態の分析
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単結晶基板上に作製されたTi系酸化物のXPS測定を行うため操作方法の技術指導を
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正当なスペクトル取得と評価が可能かを調べるために準備したMgO(001)基板上に
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